RESUMO DE TECNOLOGIA
CTlT-U FMG ENGENHARIA

Coordenadoria de Transferéncia e Inovacdo Tecnoldgica CTIT - UFMG

, DISPOSITIVO METALICO

; i PARA MICROSCOPIA POR

N\ ; VARREDURA POR SONDA

"N E METODO DE

8 FABRICACAO

Estagio de desenvolvimento: Avangado
Descricao

Dispositivo para aplicagdes em microscopia de varredura por sonda e um método de fabricacdo do
mesmo. Mais precisamente é descrito um dispositivo fabricado por técnicas litograficas com

reprodutibilidade para aplicacdo como uma sonda reprodutivel de alta eficiéncia, tal como uma sonda

de alta eficiéncia éptica.
Vantagens

» capaz de gerar um confinamentoplasménico conferindo a eficiéncia Optica desejada em
microscopiapor varredura de sonda

+ dispositivo de alta qualidade

» possibilita o ajuste fino dafaixa de energia de absor¢ao éptica do dispositivo.
Inventor

Ado Jério de Vsconcelos/ Bruno Santos de Oliveira / Thiago de Lourenco e Vasconcelos / Carlos

Alberto Achete / Braulio Soares Archanjo / Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cancado / Wagner Nunes
Rodrigues
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